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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】端面加工装置の砥石車を研削レールに沿って移
動させ工作物の端面を研削する工程において、もし砥石
車が正確に位置付けられず、工作物間で切削の大きさに
差異が生じた場合にも、装置を停止することなく工作物
が均一に研削される端面加工装置を提供する。
【解決手段】検出器１００から、研削されるべき端面２
１までの距離を検出するように構成された少なくとも１
つの検出器１００を含む端面加工装置１０を提供する工
程と、研削されるべき端面２１を有する工作物２０を提
供する工程と、前記距離の基礎値を設定する工程と、変
化値を検出する工程であって、前記変化値は、研削の間
に、前記検出器１００から前記研削されるべき端面２１
までの現在の距離と前記基礎値との間の差異である、前
記検出する工程と、前記変化値に従って、前記端面加工
装置１０の研削送り量を調節する工程と、を含む端面加
工方法が提供される。端面加工装置１０も更に提供され
る。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検出器から、研削されるべき端面までの距離を検出するように構成された少なくとも１
つの前記検出器を含む端面加工装置を提供する工程と、
　研削されるべき端面を有する工作物を提供する工程と、
　前記距離の基礎値を設定する工程と、
　変化値を検出する工程であって、該変化値は、研削の間における前記検出器から前記研
削されるべき端面までの現在の距離と前記基礎値との間の差異である、前記検出する工程
と、
　前記変化値に従って、前記端面加工装置の研削送り量を調節する工程と、
　を含むことを特徴とする端面加工方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の端面加工方法であって、
　前記工作物の端面輪郭に従って、基礎線を定義する工程と、
　前記端面加工装置が前記基礎線に接触するとき、前記検出器から前記基礎線までの基礎
距離を検出する工程と、
　前記基礎値として前記基礎距離を設定する工程と、
　を更に含むことを特徴とする端面加工方法。
【請求項３】
　請求項１から請求項２までの１つに記載の端面加工方法であって、
　前記研削送り量は、前記変化値と予め設定された研削の深さとの合計に等しいことを特
徴とする端面加工方法。
【請求項４】
　請求項１から請求項３までの１つに記載の端面加工方法であって、
　前記少なくとも１つの検出器は、前記端面加工装置に固定的に配置されていることを特
徴とする端面加工方法。
【請求項５】
　検出器と、研削アセンブリと、該検出器及び該研削アセンブリにそれぞれ電気的に接続
されたコントローラとを含む端面加工装置に適用される端面加工方法であって、
　前記研削アセンブリ２００により研削されるべき端面を有する工作物を研削する研削プ
ロセスにおいて、前記コントローラを用いて、前記検出器により検出される第１の距離を
取得する工程であって、前記第１の距離は、前記検出器により検出される、前記検出器か
ら前記工作物の前記端面上での第１の位置までの距離である、前記取得する工程と、
　前記コントローラを用いて、前記第１の距離に従って前記第１の位置で研削送り量を決
定する工程と、
　前記研削アセンブリを用いて前記第１の位置で前記端面を研削するとき、予め設定され
た研削の深さが前記端面上での前記第１の位置で離れて研削されるように、前記コントロ
ーラを用いて、前記研削送り量に従って、前記研削アセンブリの位置を調節する工程と、
　を含むことを特徴とする端面加工方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の端面加工方法であって、
　前記コントローラを用いて、前記検出器により検出される第２の距離を取得する工程で
あって、該第２の距離は、前記検出器から前記端面上での第２の位置までの距離であり、
前記端面は、前記第２の位置で研削された後に、前記第１の位置で研削されるように構成
されており、前記第１の位置は、初期の研削位置を除いて、前記端面上でのいずれかの位
置である、前記取得する工程を更に含み、
　前記コントローラを用いて、前記第１の距離に従って前記第１の位置で研削送り量を決
定する工程は、
　　前記コントローラを用いて、前記第２の距離から前記第１の距離を減算することによ
り、距離の差異を算出する工程と、
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　　前記距離の差異に従って、前記第２の位置に対する前記第１の位置で前記研削送り量
の変化値を決定する工程と、
　を含み、
　前記研削アセンブリを用いて前記第１の位置で前記端面を研削するときに、前記コント
ローラを用いて、前記研削送り量に従って、前記研削アセンブリの位置を調節する工程は
、
　　前記研削アセンブリを用いて前記第１の位置で前記端面を研削するときに、前記コン
トローラを用いて、前記工作物の研削の深さの方向に沿って、前記研削送り量の前記変化
値に等しい距離だけ、前記研削アセンブリを移動させるように制御する工程を含むことを
特徴とする端面加工方法。
【請求項７】
　請求項５から請求項６までの１つに記載された端面加工方法であって、
　研削の間、前記端面加工装置の作業距離の累積値を検出する工程と、
　前記コントローラを用いて、前記作業距離の累積値を前記端面加工装置の耐用年数を反
映する閾値と比較する工程と、
　を更に含み、
　前記作業距離の前記累積値が、前記閾値に等しく、または、より大きいとき、前記端面
加工装置の前記研削アセンブリを変えるように催促を与えることを特徴とする端面加工方
法。
【請求項８】
　工作物の端面を研削するように構成された端面加工装置であって、
　検出器から前記端面上の第１の位置までの第１の距離を検出するように構成された前記
検出器と、
　前記検出器と電気的に接続され、前記第１の距離を取得しかつ前記第１の位置で研削送
り量を決定するように構成されたコントローラと、
　前記コントローラと電気的に接続され、前記研削送り量に従って前記第１の位置で予め
設定された研削の深さだけ研削するように構成された研削アセンブリと、
を含むことを特徴とする端面加工装置。
【請求項９】
　請求項８に記載の端面加工装置であって、
　該端面加工装置は、前記工作物の研削の深さの方向、及び、該研削の深さの方向と直交
する第２の方向のそれぞれに沿って移動させられるように構成されたことを特徴とする端
面加工装置。
【請求項１０】
　請求項８から請求項９までの１つに記載された端面加工装置であって、
　前記研削アセンブリは、
　　砥石車と、
　　該砥石車を保護すべく、該砥石車に固定的に接続された保護カバーと、
　を含み、
　前記検出器は、前記保護カバーの外側に取り付けられていることを特徴とする端面加工
装置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の端面加工装置であって、
　前記検出器は、前記第２の方向に沿って、前記研削アセンブリの前端に配置されている
ことを特徴とする端面加工装置。
【請求項１２】
　請求項８から請求項１１までの１つに記載された端面加工装置であって、
　前記検出器は、該検出器から前記端面の前記第２の位置までの第２の距離を検出するよ
うに更に構成されており、
　前記端面は、前記第２の位置で研削された後に、前記第１の位置で研削されるように構
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成されており、
　前記第１の位置は、初期の研削の位置を除いて、前記端面上のいずれかの位置であり、
　前記コントローラは、前記検出器から前記第２の距離を取得し、前記第２の距離から前
記第１の距離を減算することにより距離の差異を算出し、前記第２の位置に対する前記第
１の位置で前記研削送り量の変化値を決定するように更に構成されており、
　前記研削アセンブリは、前記研削の送り量の前記変化値に従って前記工作物を研削する
ように更に構成されていることを特徴とする端面加工装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願との相互参照
　本発明は、「端面加工方法及び端面加工装置」の表題を付けられ、２０１８年３月８日
に出願された中国特許出願２０１８１０１９１１２９．３、及び、「端面加工方法及び端
面加工装置」の表題を付けられ、２０１８年６月２９日に出願された国際特許出願ＰＣＴ
／ＣＮ２０１８／０９３８０３の優先権を利益を主張し、これらの出願の内容が参照によ
り本出願に組み込まれる。
【０００２】
　本開示は、電気機械分野に関し、特に、端面加工方法及び端面加工装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　従来の端面加工方法は、一般に、端面加工装置の砥石車を研削レールに沿って移動させ
工作物の端面を研削する等の工程を含み、砥石車は、前記研削の間、研削レールの１つの
所定の方向に沿って移動させられる。従来の端面加工方法では、もし砥石車が正確に位置
付けられず、即ち、工作物間で切削の大きさに差異が生じるならば、工作物の端面の一部
は、過度に多く研削され、また、工作物の端面の他の一部は、過度に少なく研削され、そ
の結果、工作物は、均一に研削されず、研ぐことの品質は、低下する。研ぐことが不均一
に行われると、砥石車は、研ぐことの正確さを増大させるべく、手作業により、適切な位
置に調整されなければならず、これは、退屈であり、また、多大な時間を要し、特に、湾
曲した端面については、なおさらである。更に、熟練労働者は、砥石車を調整することが
求められ、端面加工装置は、調整の間、使用停止である必要がある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本開示の目的は、端面加工方法及び端面加工装置を提供することにある。
【０００５】
　端面加工方法の実施形態は、
　検出器から、研削されるべき端面までの距離を検出するように構成された少なくとも１
つの前記検出器を含む端面加工装置を提供する工程と、
　研削されるべき端面を有する工作物を提供する工程と、
　前記距離の基礎値を設定する工程と、
　変化値を検出する工程であって、該変化値は、研削の間における前記検出器から前記研
削されるべき端面までの現在の距離と前記基礎値との間の差異である、前記検出する工程
と、
　前記変化値に従って、前記端面加工装置の研削送り量を調節する工程と、
　を含む。
【０００６】
　ある実施形態では、端面加工方法は、
　前記工作物の端面輪郭に従って、基礎線を定義する工程と、
　前記端面加工装置が前記基礎線に接触するとき、前記検出器から前記基礎線までの基礎
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距離を検出する工程と、
　前記基礎値として前記基礎距離を設定する工程と、
　を更に含む。
【０００７】
　ある実施形態では、前記現在の距離が前記基礎値に等しいとき、前記変化値は０であり
、前記検出値が前記基礎値より大きいとき、前記変化値は、正の値であり、前記検出値が
前記基礎値より小さいとき、前記変化値は負の値である。
【０００８】
　ある実施形態では、
　前記研削送り量は、前記変化値と予め設定された研削の深さとの合計に等しい。
【０００９】
　ある実施形態では、前記端面加工装置は、研削の間に、第１の移動方向及び第２の移動
方法に沿って移動することができ、該第１の移動方向は、前記工作物を研削する前記端面
加工装置の研削の深さの方向であり、前記第２の移動方向は、前記第１の移動方向と直交
する。
【００１０】
　実施形態では、端面加工方法は、
　　研削の間に前記端面加工装置の作業距離の累積値を検出する工程と、
　　前記作業距離の前記累積値を、前記端面加工装置の耐用年数を反映する閾値と比較す
る工程と、
　　前記作業距離の前記累積値が前記閾値と等しくまたはより大きいとき、前記端面加工
装置の前記研削アセンブリを変えることを促す工程と、
　更に含む。
【００１１】
　実施形態では、前記少なくとも１つの検出器は、前記端面加工装置に固定的に配置され
ている。
【００１２】
　検出器と、研削アセンブリと、該検出器及び該研削アセンブリにそれぞれ電気的に接続
されたコントローラとを含む端面加工装置に適用される端面加工方法の他の実施形態は、
　前記研削アセンブリにより研削されるべき端面を有する工作物を研削する研削プロセス
において、前記コントローラを用いて、前記検出器により検出される第１の距離を取得す
る工程であって、前記第１の距離は、前記検出器により検出される、前記検出器から前記
工作物の前記端面上での第１の位置までの距離である、前記取得する工程と、
　前記コントローラを用いて、前記第１の距離に従って前記第１の位置で研削送り量を決
定する工程と、
　前記研削アセンブリを用いて前記第１の位置で前記端面を研削するとき、予め設定され
た研削の深さが前記端面上での前記第１の位置で離れて研削されるように、前記コントロ
ーラを用いて、前記研削送り量に従って前記研削アセンブリの位置を調節する工程と、
　を含む。
【００１３】
　ある実施形態では、研削送り量は、第１の距離と予め設定された研削の深さとの合計に
等しい。
【００１４】
　ある実施形態では、前記端面加工装置は、
　前記コントローラを用いて、前記検出器により検出される第２の距離を取得する工程で
あって、該第２の距離は、前記検出器から前記端面上での第２の位置までの距離であり、
前記端面は、前記第２の位置で研削された後に、前記第１の位置で研削されるように構成
されており、前記第１の位置は、初期の研削位置を除いて、前記端面上でのいずれかの位
置である、前記取得する工程を更に含み、
　前記コントローラを用いて、前記第１の距離に従って前記第１の位置で研削送り量を決
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定する工程は、
　　前記コントローラを用いて、前記第２の距離から前記第１の距離を減算することによ
り、距離の差異を算出する工程と、
　　前記距離の差異に従って、前記第２の位置に対する前記第１の位置で前記研削送り量
の変化値を決定する工程と、
　を含み、
　前記研削アセンブリを用いて前記第１の位置で前記端面を研削するときに、前記コント
ローラを用いて、前記研削送り量に従って、前記研削アセンブリの位置を調節する工程は
、
　　前記研削アセンブリを用いて前記第１の位置で前記端面を研削するときに、前記コン
トローラを用いて、前記工作物の研削の深さの方向に沿って、前記研削送り量の前記変化
値に等しい距離だけ、前記研削アセンブリを移動させるように制御する工程を含む。
【００１５】
　工作物の端面を研削するように構成された端面加工装置の実施形態は、
　検出器から前記端面上の第１の位置までの第１の距離を検出するように構成された前記
検出器と、
　前記検出器と電気的に接続され、前記第１の距離を取得しかつ前記第１の位置で研削送
り量を決定するように構成されたコントローラと、
　前記コントローラと電気的に接続され、前記研削送り量に従って前記第１の位置で予め
設定された研削の深さだけ研削するように構成された研削アセンブリと、
を含む。
【００１６】
　ある実施形態では、前記検出器が検出する範囲は、約３ｍｍから約１０ｍｍまでである
。
【００１７】
　ある実施形態では、
　前記研削アセンブリは、
　　砥石車と、
　　前記砥石車を保護すべく、前記砥石車に固定的に接続された保護カバーと、
　を含み、
　前記検出器は、前記保護カバーの外側に取り付けられている。
【００１８】
　ある実施形態では、前記端面加工装置は、前記工作物の研削の深さの方向、及び、前記
研削の深さの方向に直交する第２の方向のそれぞれに沿って移動させられるように構成さ
れている。
【００１９】
　ある実施形態では、前記検出器は、前記第２の方向に沿って、前記研削アセンブリの前
端に配置されている。
【００２０】
　ある実施形態では、前記端面加工装置は、
　前記研削アセンブリ及び前記コントローラにそれぞれ電気的に接続された作業距離検出
器を更に含み、
　前記作業距離検出器は、前記研削アセンブリの作業距離の累積値を検出し、かつ、該作
業距離の該累積値を前記コントローラへ送るように構成されており、
　前記コントローラは、前記作業距離の前記累積値が、前記研削アセンブリの耐用年数を
反映する閾値と等しく、または、より大きいとき、前記端面加工装置の前記研削アセンブ
リを変えることを促すように更に構成されている。
【００２１】
　ある実施形態では、
　前記検出器は、該検出器から前記端面の前記第２の位置までの第２の距離を検出するよ
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うに更に構成されており、
　前記端面は、前記第２の位置で研削された後に、前記第１の位置で研削されるように構
成されており、
　前記第１の位置は、初期の研削の位置を除いて、前記端面上のいずれかの位置であり、
　前記コントローラは、前記検出器から前記第２の距離を取得し、前記第２の距離から前
記第１の距離を減算することにより距離の差異を算出し、前記第２の位置に対する前記第
１の位置で前記研削送り量の変化値を決定するように更に構成されており、
　前記研削アセンブリは、前記研削の送り量の前記変化値に従って前記工作物を研削する
ように更に構成されていることを特徴とする端面加工装置。
【００２２】
　ある実施形態では、前記検出器は、接触型センサまたは非接触型センサである。
【００２３】
　ある実施形態では、前記端面加工装置は、
　第１の砥石車と、該第１の砥石車を保護すべく該第１の砥石車に固定的に接続された第
１の保護カバーとを含む第１の研削アセンブリと、
　第２の砥石車と、該第２の砥石車を保護すべく該第２の砥石車に固定的に接続された第
２の保護カバーとを含む第２の研削アセンブリと、
　前記第１の保護カバーの外側に固定的に配置され、かつ、前記工作物の研削の深さの方
向と直交する第２の方向に沿って、前記第１の砥石車の前端に位置付けされた第１の検出
部と、
　前記第２の保護カバーの外側に固定的に配置され、かつ、前記工作物の研削の深さの方
向と直交する前記第２の方向に沿って、前記第２の砥石車の前端に位置付けされた第２の
検出部と、
　を含む。
　本開示では、前記工作物は、前記工作物を研ぐことでの均一性が改善され、かつ、研ぐ
ことの歩留まりが増大するように、前記端面加工方法により、該工作物の端面の条件に従
って、研削されることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
　本開示の実施形態での技術的な解決をより明確にすべく、本開示は、添付された図面及
び実施形態を参照しつつ更に記述される。添付された図面が、本開示のいくつかの実施形
態を示すだけであることは明らかであり、また、当業者は、発明の努力無く、これら添付
された図面から他の図面を更に導出するであろう。
【００２５】
【図１】図１は、端面加工方法の実施形態のフローチャートである。
【００２６】
【図２】図２は、端面加工装置の実施形態の構造図である。
【００２７】
【図３】図３は、端面加工装置の他の実施形態の構造図である。
【００２８】
【図４】図４は、端面加工方法の他の実施形態のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　本開示の目的、技術的な解決、及び、利点がより明確に理解されるようにすべく、本開
示は、添付の図面を参照しつつ、より詳細に記述される。以下に述べられる実施形態が、
本開示の全ての実施形態のうちの単なるいくつかであり、全ての実施形態ではないことは
明らかである。本開示の実施形態に基づき、いかなる発明の努力無く当業者に起こり得る
他の全ての実施形態が、本開示の範囲に含まれる。
【００３０】
　図１及び図２を参照して、端面加工装置１０により工作物２０を研削する端面加工方法
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の実施形態は、
【００３１】
　Ｓ１００、即ち、端面加工装置１０を提供する工程であって、端面加工装置１０が、距
離を検出するように構成された少なくとも１つの検出器１００を含むことができる、前記
提供する工程と、
【００３２】
　Ｓ２００、即ち、工作物２０を提供する工程であって、工作物２０が、研削されるべき
端面を有することができる、前記提供する工程と、
【００３３】
　Ｓ３００、即ち、検出器１００から、研削されるべき端面２１までの距離の基礎値を設
定する工程と、
【００３４】
　Ｓ４００、即ち、検出器１００から、研削されるべき端面２１までの距離の変化値を検
出する工程と、
【００３５】
　Ｓ５００、即ち、変化値に従って、工作物２０の研削送り量を調節する工程と、を含む
。
【００３６】
　Ｓ１００で、端面加工装置１０は、工作物の端面を端面加工、即ち、研削するように構
成された装置である。工作物の材料は、限定されない。検出器１００は、端面加工装置１
０上に固定的に配置されても良い。検出器１００は、所定の範囲内で、距離を検出するよ
うに構成されても良い。端面加工装置１０は、工作物２０の端面を正確に検出するための
１つまたは複数の検出器１００を備えても良い。
【００３７】
　Ｓ２００で、工作物２０のタイプは、限定されず、また、端面加工装置１０のタイプに
従って選択されても良い。工作物２０は、例えば、ガラス板、太陽光発電モジュール、及
び半導体基板等の、研削されるべき端面を有する工作物であっても良い。研削されるべき
端面２１は、端面加工装置１０により研削され得る。
【００３８】
　Ｓ３００で、検出器１００から、研削されるべき端面２１までの距離の基礎値が、研削
のプロセスが始まる前に、設定され得る。端面加工装置１０は、前記距離が前記基礎値に
達するとき、研削されるべき端面２１の基礎線に接触する。前記基礎線は、研削されるべ
き端面２１の比較的真っ直ぐな部分であっても良い。前記距離の前記基礎値は、端面加工
装置１０が前記基礎線に接触するとき、検出器１００から基礎線までの基礎距離に等しく
ても良い。前記距離の前記基礎値は、特に限定されない。ある実施形態では、前記距離の
前記基礎値は、０である。他の実施形態では、前記距離の前記基礎値は、０より大きくて
も良い。
【００３９】
　Ｓ４００で、前記距離の前記変化値は、検出器１００から端面２１までの現在の距離と
前記基礎値との間の差異である。検出器１００から端面２１までの前記現在の距離は、検
出器１００により検出されても良く、前記現在の距離と前記基礎値との差異は、計算され
ても良く、例えば、検出器１００により計算されても良い。前記現在の距離は、端面加工
装置１０が移動する間、検出器１００により検出される実時間の距離である。研削の前に
、検出器１００から、研削されるべき端面２１までの距離の前記変化値を検出することに
より、プロセスの正確さが改善され、プロセスの速度が増大され、手作業の状況が減少さ
れ得る。検出器１００から、研削されるべき端面２１までの距離の前記変化値に従って、
研削送り量を調節することにより、研削の全体のプロセスは、研削されるべき端面２１の
輪郭の変化に従って調節されても良い。研削されるべき端面２１の輪郭の変化は、検出器
１００により感知される距離の前記変化値により反映されても良い。ある実施形態では、
研削されるべき端面２１は、検出器１００により検出され、かつ、前記変化値により反映
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される、凸部、凹部、または斜めの輪郭を有しても良い。前記変化値は、正の値、負の値
、または０であっても良い。ある実施形態では、研削されるべき端面２１が、前記基礎線
について、凹部、または内側に傾斜した輪郭を有するとき、前記変化値は、正の値として
定義され、その理由は、検出器１００と端面２１との間の距離が増加するためである。工
作物２０の端面２１が、前記基礎線について、凸部、または外側に傾斜した輪郭を有する
とき、前記変化値は、負の値として定義され、その理由は、検出器１００と端面２１との
間の距離が減少するためである。工作物２０の端面２１が前記基礎線に沿って配列された
真っ直ぐな線であるとき、前記変化値は、０として定義される。
【００４０】
　Ｓ５００で、端面加工装置１０は、動作を開始するとき、初期の研削状態を有しても良
い。研削の間に、前記変化値は、検出されても良く、端面加工装置１０の研削状態は、前
記変化値に従って調節されても良い。図２を参照して、ある実施形態では、端面加工装置
１０は、２つの移動方向、即ち、第１の移動方向、及び、第２の移動方向を有しても良い
。端面加工装置１０が第２の移動方向に沿って、予め設定された単位だけ移動させられる
毎に、前記変化値は、検出器１００により、一度、更新される。前記検出された変化値は
、端面加工装置１０へフィードバックされても良い。研削のプロセスは、前記検出された
変化値に従って、端面加工装置１０により調節されても良い。例えば、第１の移動方向に
沿った研削送り量は、前記検出された変化値に従って調節されても良く、その結果、予め
設定された研削の深さは、工作物２０から研削されることができる。端面加工方法は、様
々なタイプの工作物に適用することができる。
【００４１】
　研削送り量は、端面加工装置１０が、工作物２０を研削するときに、前記基礎線に直交
する第１の移動方向に沿って移動させられる距離を指す。予め設定された研削の深さ、即
ち、予め設定された研削の量は、工作物２０の深さ方向に沿って研削することにより、工
作物２０から除去されるべき深さを指す。ある実施形態では、２ｍｍの深さは、工作物２
０から離れて研削されることが必要であり、また、予め設定された研削の量は、２として
設定されても良い。
【００４２】
　ある実施形態では、端面加工装置１０は、距離を検出するように構成された少なくとも
１つの検出器１００を含む。工作物２０は、研削されるべき端面２１を有する。検出器１
００から、研削されるべき２１までの距離の前記変化値は、検出器１００により検出され
る。工作物２０への研削送り量は、前記変化値に従って調節される。端面加工方法では、
研削を処理する前に、検出器１００から、研削されるべき端面２１までの距離の前記変化
値は、検出され、その結果、工作物２０の研削されるべき端面２１は、現在の端面の条件
に従って、端面加工装置１０により研削されても良く、これにより、研ぐことでの均一性
を改善し、また、研ぐことの歩留まりを増大させる。
【００４３】
　前記距離の前記基礎値が０であるとき、検出器１００は、研削されるべき端面２１に接
触することができる。検出器１００は、接触型センサ、例えば、メカニカル・センサであ
っても良い。接触型センサは、機械的な接触原理を使用することにより、前記変化値を検
出することができる。検出器１００は、前記変化値を検出することが必要になると、端面
２１に物理的に接触することが必要である。接触型センサ１００は、機械的プローブ、ま
たは、弾性接触器を有しても良い。
【００４４】
　前記距離の前記基礎値が０より大きいとき、検出器１００は、研削されるべき端面２１
に接触しなくても良い。検出器１００は、非接触型センサ、例えば、光電センサ、または
、レーザ・センサであっても良い。検出器１００は、光学的なフィードバック原理を使用
することにより前記変化値を検出する非接触型センサであっても良い。光または電気的検
出信号は、検出器１００により、研削されるべき端面２１まで送られても良く、また、前
記変化値は、端面２１から光電センサまたはレーザ・センサへの信号のフィードバックか
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ら得ることができる。
【００４５】
　ある実施形態では、Ｓ４００は、工作物２０の形状に従って、研削されるべき２１の基
礎線を定義する工程を含んでも良い。
【００４６】
　前記基礎線は、想像上の線であっても良いことが理解されるであろう。前記基礎線は、
参照基準であっても良い。ある実施形態では、工作物２０は、研削されるべき端面が平坦
でありかつ真っ直ぐである太陽光発電ガラスである。前記基礎線は、コントローラ３００
により生成されても良く、また、操作者により保存されても良い。ある実施形態では、工
作物２０の端面の状態は、コントローラ３００により得ることができ、また、前記基礎線
は、前記端面の状態に従って生成されても良い。
【００４７】
　研削の前に、太陽光発電ガラスの研削基礎線は、予め定義されても良く、また、太陽光
発電ガラスの端面は、前記基礎線と比較され、太陽光発電ガラスの端面のいずれの部分が
研削されることを要するかを決定しても良い。例えば、太陽光発電ガラスの端面が、凸部
を有するとき、研削送り量は、太陽光発電ガラスの研削基礎線、及び、予め設定された研
削量を参照することにより、決定されても良い。
【００４８】
　研削されるべき端面２１が前記基礎線と一致するとき、検出器１００により検出される
、検出器１００から、研削されるべき端面２１までの距離は、変わらず、また、変化値は
、０である。
【００４９】
　研削されるべき端面２１が前記基礎線と一致しないとき、前記距離は、変わる。もし、
検出器１００により検出される、検出器１００から端面２１までの距離が前記基礎値より
大きいならば、前記変化値は、正の値である。もし、検出器１００により検出される、検
出器１００から端面２１までの距離が前記基礎値より小さいならば、前記変化値は、負の
値である。
【００５０】
　ある実施形態では、Ｓ５００で、研削送り量は、前記変化値と、予め設定された研削量
（予め設定された研削の深さも指す。）との合計に等しい。ある実施形態では、検出器１
００は、接触型センサであり、前記距離の前記基礎値は、０である。研削送り量は、前記
変化値と前記予め設定された研削量との合計に正に等しくても良い。
【００５１】
　ある実施形態では、研削送り量は、前記変化値に従って調整されても良い。前記変化値
は、検出器１００により検出される、検出器１００から端面２１までの距離の変化を反映
する。前記変化値は、正の値、負の値、または、０であっても良い。工作物２０の端面２
１が常に真っ直ぐであるとき、全てのモーメントで検出器１００により検出される距離の
前記変化値は、０である。この場合、研削送り量は、予め設定された研削量に等しい。工
作物２０が凹部を有するとき、前記変化値は、正の値であり、また、研削送り量は、前記
変化値と予め設定された研削量との合計に等しくても良い。工作物２０が凸部を有すると
き、工作物２０の前記変化値は、負の値であり、また、研削送り量は、予め設定された研
削量と負の変化値との合計に等しくても良い。ある実施形態では、工作物２０の端面２１
が２ｍｍの深さを備える凹部を有することが検出されるとき、研削送り量は、予め設定さ
れた研削量に基づき、２ｍｍ増加される。こうして、端面２１の全体は、同じ研削量だけ
研削されることができる。
【００５２】
　ある実施形態では、端面加工装置１０は、工作物２０を研削すべく、少なくとも１つの
研削アセンブリ２００を含むことができる。研削アセンブリ２００は、砥石車を含んでも
良い。端面加工方法は、更に、研削の間に、端面加工装置１０の作業距離の累積値を検出
する工程を更に含んでも良い。作業距離の累積値が、予め設定された閾値と等しい、また
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は大きいとき、端面加工装置１０の研削アセンブリ２００は、変えられる必要がある。予
め設定された閾値は、研削アセンブリ２００の通常の耐用年数である。
【００５３】
　研削アセンブリ２００の作業距離の累積値を通じて、研削アセンブリ２００の耐用年数
を監視することにより、研削のプロセスでの研削の精度が確保される。ある実施形態では
、研削アセンブリ２００の耐用年数は、約６ｋｍであり、また、研削アセンブリ２００は
、作業距離の累積値が６ｋｍに達した後に、変えられることができる。
【００５４】
　ある実施形態では、研削アセンブリ２００の研削プロセスは、サーボ・コントローラま
たは数値制御工作機械により制御されても良い。
【００５５】
　研削アセンブリ２００の制御方法は、限定されない。ある実施形態では、研削アセンブ
リ２００の研削プロセスは、サーボ・コントローラにより制御される。他の実施形態では
、研削アセンブリ２００の研削プロセスは、数値制御工作機械により制御される。
【００５６】
　図２を参照して、ある実施形態では、研削アセンブリ２００は、２つの移動方向を有し
ても良い。研削アセンブリ２００は、工作物２０を研削すべく、第１の移動方向に沿って
工作物２０に向けて移動させられる。第１の移動方向は、工作物２０の深さ方向または送
り方向であっても良い。研削アセンブリ２００は、研削アセンブリ２００及び工作物２０
の相対位置を調節すべく、第２の移動方向に沿って移動させられ、その結果、端面２１の
全体は、研削アセンブリ２００により順次に研削されることができる。第２の移動方向は
、第１の移動方向に直交しても良い。
【００５７】
　研削アセンブリ２００は、図２に示されるように、第１の移動方向及び第２の移動方向
に沿って移動させられても良い。工作物２０の端面２１の一部が真っ直ぐであることが検
出されるとき、研削プロセスは、変えられないであろう。工作物２０の端面２１の一部が
真っ直ぐでないことが検出されるとき、研削プロセスは、前記変化値に従って変えられる
であろう。
【００５８】
　図２を参照して、端面加工装置１０の実施形態は、少なくとも１つの検出器１００、コ
ントローラ３００、及び、少なくとも１つの研削アセンブリ２００を含む。
【００５９】
　少なくとも検出器１００は、工作物２０における研削されるべき端面２１の変化値を検
出するように構成されている。コントローラ３００は、検出器１００と通信可能に接続さ
れても良く、また、変化値に従って工作物２０の研削プロセスを調節するように構成され
ても良い。少なくとも１つの研削アセンブリ２００は、コントローラ３００と通信可能に
接続され、コントローラ３００により調節される研削プロセスに従って工作物２０を研削
するように構成されても良い。
【００６０】
　ある実施形態では、検出器１００は、例えば、機械式センサ等の接触型センサであり、
工作物２０の端面２１に接触しても良い。他の実施形態では、検出器１００は、例えば、
光電センサまたはレーザ・センサ等の非接触型センサであっても良い。
【００６１】
　第２の実施形態では、端面加工装置１０は、少なくとも１つの検出器１００、コントロ
ーラ３００、及び、少なくとも１つの研削アセンブリ２００を含む。工作物２０の変化値
は、検出器１００を用いることにより得られ、工作物２０の端面輪郭を検出しても良い。
工作物２０の研削プロセスは、コントローラ３００及び検出器１００を通信可能に接続す
ることにより、変化値に従って調節されても良い。検出器１００は、距離を正確に検出す
ることができる高精度デジタル接触型センサであっても良い。検出器１００は、工作物２
０の端面２１を実時間で検出するために用いられても良く、その結果、研削プロセスは、
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実時間で調節及び調整されることができる。工作物２０は、研削プロセスにより、その端
面の条件に従って研削されても良く、その結果、工作物２０を研ぐことの均一性が改善さ
れ、研ぐことの歩留まりが増大する。
【００６２】
　ある実施形態では、少なくとも１つの検出器１００の検出範囲は、約３ｍｍから約１０
ｍｍまでであることができ、即ち、検出器１００が検出することができる範囲は、約３ｍ
ｍから約１０ｍｍまでであることができる。検出器１００の取付位置は、検出範囲に従っ
て配置されることができる。ある実施形態では、検出器１００は、研削アセンブリ２００
が端面２１に接触するとき、工作物２０から約６ｍｍ離れた範囲内の位置に配置されるこ
とができ、その結果、端面２１のより広い範囲、例えば、端面２１の凹部及び凸部の状況
は、検出器１００により検出されることができる。
【００６３】
　ある実施形態では、研削送り量は、コントローラ３００により処理されることができる
。研削プロセスは、研削送り量に従って、コントローラ３００により制御されることがで
きる。研削アセンブリ２００は、砥石車であっても良い。サーボ・モータは、砥石車の移
動を正確に制御するために用いることができる。
【００６４】
　ある実施形態では、コントローラ３００により２０の研削プロセスを制御する工程は、
工作物２０の端面輪郭に従って、研削されるべき端面２１の基礎線を提供することを含む
。
【００６５】
　基礎線が想像上の線であることが理解されるであろう。基礎線は、参照基準であっても
良い。ある実施形態では、工作物２０は、平坦にかつ真っ直ぐに研削されることを必要と
する端面を備える太陽光発電ガラスである。研削の前に、太陽光発電ガラスの研削基礎線
は、予め定義されており、また、太陽光発電ガラスの端面は、当該基礎線と比較され、太
陽光発電ガラスの端面のどの部分が研削されることを必要するかを決定することができる
。例えば、太陽光発電ガラスの端面が凸部を有するとき、研削送り量は、太陽光発電ガラ
スの研削基礎線及び予め設定された研削量を参照することにより、決定されることができ
る。
【００６６】
　研削されるべき端面２１が基礎線と一致するとき、検出器１００により検出される、検
出器１００から、研削されるべき端面２１までの距離は、変わらず、また、変化値は、０
である。
【００６７】
　研削されるべき端面２１が、基礎線と一致しないとき、距離は変わる。もし、検出器１
００により検出される、検出器１００から、研削されるべき端面２１までの距離の変化値
が基礎線より大きいならば、変化値は、正の値である。もし、検出器１００により検出さ
れる、検出器１００から、研削されるべき端面２１までの距離の変化値が基礎線より小さ
いならば、変化値は、負の値である。
【００６８】
　図３を参照して、端面加工装置１０は、少なくとも１つの作業距離検出器４００を更に
含むことができる。作業距離検出器４００は、研削アセンブリ２００及びコントローラ３
００に、それぞれ、電気的に接続されることができる。
【００６９】
　作業距離検出器４００は、研削の間に、研削アセンブリ２００の作業距離の累積値を検
出するように構成されている。コントローラは、作業領域の累積値が、予め設定された閾
値より大きいとき、使用者に、研削アセンブリ２００を変えることを促すように更に構成
されている。予め設定された閾値は、研削アセンブリ２００の通常の耐用年数であっても
良い。作業距離検出器４００を有することにより、端面加工装置１０は、より安全にかつ
より確実に適用されることができ、また、端面加工装置１０の摩耗により発生する誤差は
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、減少されることができる。
【００７０】
　ある実施形態では、端面加工装置１０は、第１の研削アセンブリ２１０及び第２の研削
アセンブリ２２０を含むことができる。第１の研削アセンブリ２１０は、第１の砥石車２
１１と、第１の砥石車２１１を保護すべく第１の砥石車２１１に固定的に接続された第１
の保護カバー２１２と、を含むことができる。
【００７１】
　第２の研削アセンブリ２２０は、第２の砥石車２２１と、第２の砥石車２２１を保護す
べく第２の砥石車２２１に固定的に接続された第２の保護カバー２２２と、を含むことが
できる。
【００７２】
　検出器１００は、第１のセンサ１１０及び第２のセンサ１２０を含むことができ、これ
らにより、研削の前に、前記距離を検出し、コントローラ３００にフィードバックするこ
とが確保されることができる。第１のセンサ１１０は、図２に示されるように、第２の移
動方向に位置付けられることができる。第１のセンサ１１０は、第２の移動方向に沿って
、第１の砥石車２１１の前端に配置されることができる。第１のセンサ１１０は、第１の
保護カバー２１２の外側に固定的に配置されることができる。従って、研削の前に、前記
距離が検出され、コントローラ３００へフィードバックされることが確保されることがで
きる。第２のセンサ１２０は、図２に示されるように、第２の移動方向に位置付けられる
。第２のセンサ１２０は、第２の移動方向に沿って、第２の砥石車２２１の前端に配置さ
れることができる。第２のセンサ１２０は、第２の保護カバー２２２の外側に固定的に配
置されることができる。
【００７３】
　本実施形態では、検出器１００は、第１の検出器１１０及び第２の検出器１２０を含む
。第１の検出器１１０及び第２の検出器１２０の各々は、研削アセンブリ２００の保護カ
バー上に固定的に配置されている。より詳しくは、研削アセンブリ２００は、第１の研削
アセンブリ２１０及び第２の研削アセンブリ２２０を含む。第１の研削アセンブリ２１０
は、第１の砥石車２１１及び第１の保護カバー２１２を含む。第２の研削アセンブリ２２
０は、第２の砥石車２２１及び第２の保護カバー２２２を含む。第１の検出器１１０は、
第１の保護カバー２１２の外側に固定的に配置されている。第２の検出器１２０は、第２
の保護カバー２２２の外側に固定的に配置されている。検出器１００を研削アセンブリ２
００の保護カバーの外側に固定的に配置することにより、端面加工装置は、簡易な構造及
び便利な操作という利点を有することができ、また、研削プロセスで生じる粉塵が、操作
者にまで拡散することを防止することができる。
【００７４】
　図４を参照して、端面加工装置１０を用いる端面加工方法の他の実施形態が提供される
。端面加工装置１０は、検出器１００、研削アセンブリ２００、及び、コントローラ３０
０を含むことができる。コントローラ３００は、検出器１００及びコントローラ３００に
、それぞれ、電気的に接続されることができる。端面加工方法は、
【００７５】
　S１００'、即ち、コントローラ３００を用いて、工作物２０の研削プロセスの間に、検
出器１００により検出される第１の距離を取得する工程であって、前記第１の距離は、検
出器１００から工作物２０の端面２１での第１の部分までの距離である前記取得する工程
と、
【００７６】
　S２００'、即ち、コントローラ３００を用いて、第１の距離に従って、第１の位置で、
研削送り量を決定する工程と、
【００７７】
　S３００'、即ち、端面２１での第１の位置で、工作物２０の予め設定された深さを研削
するように、コントローラ３００を用いて、研削送り量に従って、研削アセンブリ２００
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の位置を調節する工程と、を含むことができる。
【００７８】
　検出器１００を検出する精度は、所定の条件を満足することができる。ある実施形態で
は、検出器１００は、研削されるべき端面２１でのバリを無視するように構成されている
。
【００７９】
　検出器１００も研削アセンブリ２００も、端面２１を研削すべく、研削されるべき端面
２１上の複数の位置を順次に通過するであろうことが理解されるであろう。第１の位置は
、研削されるべき端面２１上のいかなる位置であっても良い。検出器１００により通過さ
れた端面２１上の位置は、研削アセンブリ２００により順次に研削されることができる。
【００８０】
　ある実施形態では、研削の深さは、予め設定された研削の深さを得ることができるよう
に、コントローラ３００内で予め設定されても良い。第１の距離と予め設定された研削の
深さとの合計は、第１の位置での研削送り量として決定されることができる。
【００８１】
　この実施形態では、研削プロセスで、最初に、検出器１００から、工作物２０の研削さ
れるべき端面２１上の第１の位置までの第１の距離は、検出器１００により検出されるこ
とができる。次に、第１の位置での研削送り量は、第１の距離に従って、コントローラ３
００により決定されることができる。研削アセンブリ２００を用いることにより、第１の
位置で端面21を研削するとき、コントローラ３００は、端面２１が研削アセンブリ２００
により第１の位置で研削されることができるように、決定された研削送り量に従って、研
削アセンブリ２００の位置を制御することができる。ある実施形態では、端面２１が、研
削アセンブリ２００により、第２の位置で研削され、第１の位置で研削され始めた後に、
研削アセンブリ２００の位置は、第１の位置で、研削送り量に従って、コントローラによ
り、調節されることができる。第１の位置は、図２に示される第２の移動方向に沿って端
面２１上の第２の位置の隣りに位置付けされることができる。
【００８２】
　この実施形態では、予め設定された研削の深さは、端面２１の本来の輪郭を変えること
なく、端面２１に適用されることができる。ある実施形態では、第１の位置は、端面加工
装置１０が最初に端面２１に接触する初期の位置を除いて、端面２１上のいかなる位置で
あっても良い。この実施形態では、工作物２０の端面２１は、端面２１の実際の条件に従
って、端面加工装置１０により、研削されることができ、これにより、研ぐことでの均一
性を改善させ、また、研ぐことでの欠陥ある部分を減少させる。
【００８３】
　ある実施形態では、端面加工方法は、コントローラ３００を用いる工程を更に含み、コ
ントローラ３００により検出される第２の距離を取得することができる。第２の距離は、
検出器１００から、工作物２０の端面２１上での第２の位置までの距離であっても良い。
第１の位置は、図２に示される第２の移動方向に沿って、端面２１上での第２の位置の隣
りに位置付けられることができる。ある実施形態では、端面２１は、最初に、研削アセン
ブリ２００により、第２の位置で研削され、次に、研削アセンブリ２００により、第１の
位置で研削される。第１の位置は、端面加工装置１０が端面２１に接触する初期の位置を
除き、端面２１上のいかなる位置であっても良い。
【００８４】
　ある実施形態では、S２００'は、コントローラ３００を用い、第２の距離から第１の距
離を減算することにより、距離の差異を計算する工程を更に含むことができる。第２の位
置に対する第１の位置での研削送り量の変化値は、距離の差異に従って、決定されること
ができる。
【００８５】
　ある実施形態では、S３００'は、端面２１上の第１の位置で、工作物２０の予め設定さ
れた研削の深さだけ研削するように、コントローラ３００を用いて、図２に示されるよう
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に、研削アセンブリ２００を、第１の方向に沿って、研削送り量の変化値に等しい距離だ
け移動するように制御する工程を更に含むことができる。
【００８６】
　本実施形態では、検出器１００から、端面２１上の第２の位置までの第２の距離は、最
初に、検出器１００により検出され、コントローラ３００に送られることができる。次に
、検出器１００は、第１の位置に対応する位置まで移動させられ、第１の距離を検出し、
かつ、第１の距離をコントローラ３００へ送る。次に、距離の差異は、コントローラ３０
０を通じて、第２の距離から第１の距離を減算することにより、算出されることができる
。第２の位置に対する第１の位置での研削送り量の変化値は、コントローラ３００により
、距離の差異に従って、決定されることができる。ある実施形態では、端面２１の突出部
に関し、検出器１００により検出される距離がより大きければ、第２の位置に対する第１
の位置での研削送り量の変化値は、距離の差異に等しく、また、もし、検出器１００によ
り検出される距離がより小さければ、第２の位置に対する第１の位置での研削送り量の変
化値は、距離の差異の絶対値に等しい。第１の位置で工作物２０に予め設定された研削の
深さは、研削送り量の変化値に従って、研削アセンブリ２００により得ることができる。
本実施形態では、第１の距離及び第２の距離間の変化は、最初に、検出器１００により検
出され、次に、研削送り量の変化値が、コントローラ３００により、得ることができ、次
に、端面２１上の異なる位置での工作物２０に予め設定された研削の深さは、研削アセン
ブリ２００により実行されることができる。本実施形態では、研削されるべき端面２１の
線変化を検出すべく検出器１００を用いことにより、及び、研削されるべき端面２１上の
異なる位置での研削送り量の変化値を決定することにより、端面２１の全体は、端面２１
の当初の形状を変えることなく、予め設定された研削の深さに対応して研削されることが
できる。
【００８７】
　ある実施形態では、端面加工方法は、研削の間に、端面加工装置１０の作業距離の累積
値を検出する工程を更に含む。作業距離の累積値が、予め設定された閾値に等しく、また
は、より大きいとき、端面加工装置１０の研削アセンブリ２００を変えることが示唆され
る。予め設定された閾値は、研削アセンブリ２００の通常の耐用年数であっても良い。
【００８８】
　研削アセンブリ２００の作業距離の累積値を通じて、研削アセンブリ２００の耐用年数
を監視することにより、研削プロセスでの精度は、確保される。ある実施形態では、研削
アセンブリ２００の耐用年数は、約１０ｋｍであり、また、研削アセンブリ２００は、作
業距離の累積値が１０ｋｍに達した後に、変えられることができる。
【００８９】
　端面加工装置１０の実施形態は、研削されるべき端面２１を有する工作物２０を研削す
べく、検出器１００、研削アセンブリ２００、および、コントローラ３００を含む。
【００９０】
　検出器１００は、検出器１００から、研削されるべき端面２１上の第１の位置までの第
１の距離を検出するように構成されている。
【００９１】
　コントローラ３００は、検出器１００と電気的に接続されており、第１の距離を取得し
、第１の位置に対応する研削送り量を決定する。
【００９２】
　研削アセンブリ２００は、コントローラ３００と電気的に接続されており、予め設定さ
れた研削の深さを達成すべく、研削送り量に従って、第１の位置で、工作物２０を研削す
る。
【００９３】
　端面加工装置１０の構造は、限定されず、また、必要に応じて設計されることができる
。端面加工装置１０の適用は、端面加工方法を指すことができ、ここで繰り返される必要
は無い。
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【００９４】
　ある実施形態では、検出器１００は、非接触型センサであっても良い。非接触型センサ
は、光フィードバック原理を用いることにより、距離を検出することができる。ある実施
形態では、検出器１００は、機械式接触原理を用いることにより距離を検出する接触型セ
ンサであっても良い。検出器１００が検出する範囲は、約３ｍｍから約１０ｍｍまでであ
ることができる。
【００９５】
　ある実施形態では、検出器１００から、研削されるべき端面２１上の第２の位置までの
第２の距離は、検出器１００により検出されることができる。第２の位置は、図２に示さ
れるように、第２の移動方向に沿って、第１の位置の隣りに位置付けられても良い。第１
の位置は、端面加工装置が端面２１に接触することを開始する初期の位置を除いて、研削
されるべき端面２１上のいかなる位置であっても良い。コントローラ３００は、検出器１
００から第２の距離を取得し、第２の距離から第１の距離を減算することにより距離の差
異を算出し、また、第２の位置に対する第１の位置の研削送り量の変化値を決定するよう
に構成されることができる。研削アセンブリ２００は、研削送り量の変化値に従って、工
作物２０を研削するように構成されても良い。端面加工装置１０の適用は、端面加工方法
を指すことができ、ここで繰り返す必要は無い。
【００９６】
　関係用語、例えば、第１及び第２は、ある物及びある動作を、他の物及び他の動作から
区別するためのみに、ここで使用されていること、及び、これらの物及び動作の間に、こ
の類のいかなる実際の関係または順序が存在することが必ずしも要求されておらずまた示
唆されていないことに注目されるべきである。更に、「含む」、「含んでいる」、及びい
かなる他の綴りの語は、一連の要素を含む、プロセス、方法、品目、または装置が、これ
らの要素を含むだけでなく、明示的に記載されていない他の要素を含み、また、そのプロ
セス、方法、品目、または装置に本来的に備わっている要素を含むように、非排他的な物
を包含するように意図されている。より多くの制限が無い場合、「１つの．．．を含む」
との記述により定義される要素は、当該要素を含むプロセス、方法、品目、または装置に
、他の同じ要素が存在することを排除しない。
【００９７】
　明細書での各実施形態は、進行する態様で述べられていることに注目されるべきである
。全ての実施形態は、他の実施形態とは異なることを強調して示す。実施形態での同一ま
たは類似の部分は、単に、相互への参照である。
【００９８】
　ここでの実施形態の記述は、当業者が、本開示を実施し使用することを可能にする。実
施形態についての多数の変形は、当業者にとって明らかであろうし、また、ここでの一般
的な原則は、本開示の精神または範囲から逸脱することなく、他の実施形態でも実行する
ことができる。従って、本開示は、ここで記述された実施形態に限定されず、また、ここ
で提供される原理および新規な特徴と一致する最も広い範囲に従うであろう。
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